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Przedmiotem wynalazku jest mikrofotometr
punktowy przeznaczony do pomiaru mnatezenia
swiatla pochodzacego z bardzo slabych zZrédel,
umieszczonych w ten sposéb, ze badang powierzch-
ni¢ widaé z obiektywu fotometru w malym ka-
cie brylowym. Przyrzad sluzy do wykonywania
pomiaréw wzglednych i znajduje zastosowanie
szczegblnie przy badaniu technikg dyfrakeji po-
wolnych elektronéw szybko przebiegajgcych zja-
wisk fizycznych i fizykochemicznych.

Mikrofotometr punktowy mnadaje sie réwniez do
wykonywania pomiaréw natezenia promieniowa-
nia podczerwonego, widzialnego lub ulfrafioletowe-
go wysylanego przez poszczegélne fragmenty nie-
jednorodnie emitujacych powierzchni.

Dotychczas do przeprowadzania wymienionych
wyzej pomiaréw brak jest odpowiedniego przy-
rzadu.

Mikrofotometr punktowy wedlug wynalazku ma
konstrukcje czeSciowo zblizong do przyrzadéw uzy-
wanych w astronomii do pomiaréw jasnosci
gwiazd. Zasada dzialania tych przyrzgdéow pole-
ga ma umieszczeniu w plaszczyZnie ogniskowej
obiektywu lunety astronomicznej przeslony z nie-
wielkim * otworem, do ktérego Kkierowane jest
Swiatlo pochodzgce od wybranej gwiazdy. Za prze-
slong umieszczony jest fotopowielacz, prad kto-
rego jest proporcjonalny do natezenia $wiatla.

Przyrzady tego rodzaju sg wystarczajagce do po-
miaru natezenia $wiatla pochodzacego od Zrédel
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nieruchomych lub poruszajacych sie, jak ma przy-
klad gwiazdy, w S$ci§le okreslony i regularny spo-
s6b, w rozumieniu ruchu dobowego niebosklonu.
W przypadku jednak, gdy Zrédlo Swiatla porusza
sig¢ w sposob z gory nieprzewidziany, wystepuje
niemozliwos¢ jednoczesnej obserwacji pola widze-
nia i pomiaru natezenia S$wiatla, co stanowi po-
wazng niedogodnosé.

Sytuacja taka zachodzi przy obserwacji dyfrak-
cji powolnych elementéw metodg, w ktorej wigz-
ki dyfrakcyjne tworza jasne plamki na ekranie
luminescencyjnym, a natezenie Swiatla tych pla-
mek jest miarg intensywnosci odpowiednich wiag-
zek dyfrakeyjnych. Plamki te poruszajg sie po
ekranie przy zmianie warunkow dyfrakeji i w
trakcie tego ruchu zachodzi konieczno§é mierze-
nia natezenia pochodzacego od nich $§wiatla.

Celem wynalazku jest umozliwienie wzgledne-
go pomiaru natezenia S$wiatla pochodzgcego od
slabych i widzianych w malym kacie brylowym
ruchomych Zrédel, zadaniem za$§ wynalazku jest
zbudowanie urzgdzenia optyczno-elektronicznego
przeznaczonego do osiagniecia tego celu.

Istota wynalazku polega na umieszczeniu ma osi
optycznej lunety, pomiedzy jej obiekytwem a oku-
larem, catkowicie odbijajagcego pryzmatu, na ktoé-
rego powierzchni odbijajacej naklejony jest maly
pryzmat, po stronie przeciwleglej za§ w stosun-
ku do obiektywu lunety za pryzmatami umieszczo-
ny jest fotopowielacz. W mikrofotometrze przy-



stosowanym do dokonywania pomiaréw mnateze-
nia promieniowania podczerwonego lub ultrafio-
letowego w czesSci okularowej lunety umieszczo-
ny jest przetwornik badanego promieniowania na
§wiatlo widzialne.

W ofimiatie mikrofotometru zamiast wukladu
pryzmatéw do zalamania osi optycznej lunety za-
stosowano plaskie zwierciadlo, ktérego cze$é ceén-
tralna jest pozbawiona warstwy odbijajacej.

W okularze lunety widoczne jest éale pole wi-
dzenia obiektywu za wyjatkiem miewielkiego Srod-
kowego fragmentu, z ktétrego $wiatlo poprzez ma-
ly pfysmist’ lub s$rodkows nieodbijajacg czesé
zwierciadla przechodzi do fotopowielacza. Dzieki
temu patrzac w okular mozna prowadzié¢ lunete
tak, aby do fotopowielacza docieralo ciggle §wiatlo
z tego samego, choéby hawet ruchomego Zrédla.

Szczegbélng zaldf§ mikkirofotometru punktowegty
jest prosta konstrukcja ukladu celowania, jego
zwartos¢ i lekkosé jak i latwosé obstugi w za-
kresie jednoczesnego celowania i pomiaru mate-
zenia Swiatla pochodzacego z poruszajacych sie
Zrédel. )

Na zalagczonym rysunisu Przedstdwiony jest a¢he-

mat optyczny mikrofotometru punktowego w,c_edlug

wynalazku.

Mikfoefotomistr punktowy wyposazony jest w lu-
nete. Na osi optycznej lunety pomiedzy jej obiek-
tywem 1 a okularem 2 umieszczony jest calkowi-
cie odbijajacy pryzmat 3, dzieki ktéréffid o8 op-
tyczna zalamana jest pod katem prostym. Na po-
wierzchni odbijajacej pryzmatu 3 maklejony jest
za pomoca balsamu kanadyjskiego maly pryz-
mat 4. Po stronie przetiwleglej w stosunku do
obidktyMu 1 liriety umiessczony jest fotopowie-
lagy 5 zZWwrbeony fotokatods kil pryzmatom 3, 4

Przystosowanie tikrofotbmetiti db porniaréw
fiatezehia promiefiiowania w podezerwieni lub ul-
trafioletowego poléga mna uzypeiu do wykohania
elermentéw optyczriyeh materiatow przéepussezaja-

‘¢yth te’ rodzaje protfileniowdhia ha preyklad dia

podczerwieni, w zalezno$ci od diigosei fall, szlela,
kwaréu lub fluorku litu, a dla ultrafioletu
kWatcd. Nle uwidoeézniony na rysiiftku preetwornik
bBadatego protiiediowania na $wiatlo Wwidzialne
umieszezony jest w czedci okularowej lunety.

W odmianie mikrofotometru zarhiast ukladu
pryzmatow 3, 4 do zalathania osi optycznej lune-
ta jest zaopattzoha w plaskie zWierciadlo, ktore-
go c2e8¢ cetitralha jest porbawiona watrstwy od-
bijajate]. W tym przypadku staby obraz badane-
go dprodia §wiatla jest widoczy w okularze 2
wskutek odbivid sWHatla od oczyszezonej z war-
stwy odbljajyce] powierzehini szkla, co ulatwia ce-
lowanie. Natothidst straty §wiatla s4 mniejsse w
rezwigzaniu 2 ukiadem prysmatéw 3, 4.

Dzialanie milkrofotometiy pdfiktowegs Wedlug
wynalazity proedstawione jest ponided.

Swiatte od dwbeh blisko siebie polosonyeh &ré-
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del 6 i 7 wpada do obiektywu 1 lunety i nastep-
nie pada ma powierzchni¢ odbijajacy - catkowicie
odbijajacego pryzmatu 3. Swiatlo z¢:£fédta 6 pa-
da ma te powierzchnie w miejscu, W ¥t8rym na-
klejony jest maly pryzmat 4. Nie doznaje wiec
ono calkowitego wewnetrznego odbicia w pryzma-
cie 3 i bez zalamania poprzez pryzmat 4 przecho-
dzi do fotopowielatza 5 wywolujge w nim prad

. proporcjonalny do swego matezenia. Swiatlo z nie

‘*lézjcego na osi lunety Zrédla 7 odbija sie calko-
wicie w pryzmacie 3 i wpada de okulary 2 two-
rzge. w nim obraz zrédla 7 swiatla.

Bieg promieni z dowolhego- Zrédla lezacego po-
za srodkiem pela widzenia jest po@ny jak dla
4rédla 7. W okularze 2 widoczne jest zatem cale
pole widzenia za wyjatkiem jégo dentralnéj.cazesci,
swiatlo z ktérej jest kiérowane do fotopowiela-

_/¢4a 5. Rozmiary centralrej czesci pola, widzenia,
swiatlo z ktérej jest kierewane do fotopowiela-
cza 5 i nie dochodzi do okularu 2, zaleza od roz-
miaréw pryzmatu 4 i od ogniskowej obiektu 1i.
Rozmiary te w zaleznosci od potrzeb mogg byc¢
w #hdbznyeh granleseh fegulowane. Wycelowanie
fotomietru  punktowege -na badane #rodlo sSwiatla
poléga na takifh ustawieniu przyrzadu, aby Zrédlo

" ‘to znalazlo sie w Srodku pola Widzenia :i nie bylo
widoczne w okularze 3.

W przypadku zastosowania przewidzianego od-
miang wynalazku zwierciadla zamiast ukladu pryz-
:matéw 8, 4, przy wycelowaniu mikrofotometru
punktowego na badane Zrédlo Swiatla obraz te-
go zZrédla nie znika w okularze 2 calkowicie, jest
jednak bardzo staby, gdyz otrzymuje sie go na
skutek odbicia $wiatla od tej czesci powierzchni
zwierciadla, 2 ktorej usdnigto warstwg odbijdja-
£a.

ZasttZezenia patentowe

1. Mikrofotometr puhktowy, iamitnny tyth, e

' na’ o§ioptyeznej lunety, porhiedzy jej obiektywem

(1) a okularern (%) umieszczohy jest catkowitie od-
bljajacy pryzmat (3), ia ktdrego powierzchni od-
bijajacej naklejony jest maly pryzmat (4), po
stronie Przeciwleglej za§ w stosunku do obiekty-
wl (1) za wsporfinianyii pryzmatami (3, 4) dmiesz-
czohy jest fotopowielaez (5).

2. Mikrofotometr wedlug zastrz. 1, przystosowa-
ny do pomiaréw mnatezenia promieniowania pod-
czerwonego lub ultrafioletowego, znamienny tym,
ze w czeSci okularowej lunety umieszczony jest
przetwornik badanego promieniowania na $wiatlo
widziaine.

3. Odmidina mikrofotoinetru wedlug zastrz. 1, bez
ukladlu pryzimatéw Ztamienihéd tyim, ze do zalama-
fild o8l optycwiie] lunetd zaopairsona jest w plas-
kié zWwisreiagle, ktbrems eBedd centralfla jest poz-
bawiofld warstwy eodBijajace].
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